
DLP テクノロジーによる材料解析
分光法は、吸収または放射の際に試料ごとに異なる光の波長の変化
を通じて物理的な材料を認識し、その性質を把握するための強力な
技術です。試料として、光を放射または吸収する、固体、液体、気
体、またはプラズマ状態の物質を使用できます。分光法で使用され
る光は、人間の目に見える範囲内の波長の光、あるいは電磁スペク
トルの赤外領域または紫外領域の光です。分光法では、光を虹の
波長に拡散する必要があり、波長に対する光の強度の変化の測定
と記録が可能です。

今日の多くのアプリケーションでは、材料の組成を正しく識別し、性
質を把握するために、高価なラボ・ベースの分光器が必要となります。
製造業、農業、法律執行機関などの多くの分野で、現場や組み立
てライン上で材料解析をリアルタイムに行える、手頃な価格の携帯
型分光器が求められています。デジタル・マイクロミラー・デバイス

（DMD）は、高効率の空間光変調器であり、こうした要件に対応す
るコンパクトな分光器の製作を実現します。可動ミラーや回折格子な
どを不要にし、機械的に堅牢な分光器を設計できます。また、デジタ
ル・スイッチング・デバイスとして、DMD は全時間 / 温度範囲で一
定した結果を提供します。高速の波長選択とフィルタリング機能に加
え、DMD は個々の波長の減衰を可能にします。

さらに、DMD 技術による分光器は、異なる材料に対するプログラミ
ングが簡単で、複数のアプリケーションの要求に対応した、自由度
の高い光エンジンの設計が実現します。
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主な特長
◦完全な自己完結型 MEMS 空間光変調器

• 高価なアレイ検出器の代わりにシングル・ポイント・センサを使用
• 現場での使用に耐える機械的に堅牢な分光器の設計が可能
• 可動部品が不要（ミラー、回折格子など）

◦「スキャン・ライン」、「マッチ・フィルタリング」、 
「コード・フィルタリング」をデジタル・プログラミング

• 複数の材料を 一つの分光器により分析できる、高い自由度
• 全時間 / 温度範囲で「アナログ・ドリフト」を解消

◦2μs までの光スイッチング速度で最大 32kHz の 
パターン・レート
• 高速、高精度でフル・スペクトル・スキャン・データを取得
•インライン検査などの用途でデータのリアルタイム取得が可能

◦365nm ～ 2500nm の高い光効率
• UV、VIS、NIR 分光器をサポート

◦広範な DMD 解像度とパッケージ・サイズを選択可能
• 携帯型の低コスト製品から高性能製品まで、さまざまな設計をサ
ポート

 開発キットのご注文については、www.tij.co.jp/mems をご覧ください。
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